技术部分

深硅刻蚀设备
1. 采购背景：
国际单位制量子化变革带来计量单位量子化及量值传递扁平化趋势，开展嵌入式量子计量器件的制备和集成方法研究是各国积极应国际单位制变革，不断提升量子计量水平的重要技术措施；另一方面，随着科学研究、工业制造、国防通信等诸多领域的飞速发展，传统逐级传递计量方式的弊端日益凸显，主要体现在测量仪器和传感器在使用过程中无法实时自校准、定期检定校准影响使用连续性、以及特殊应用场景无法实现在线计量导致严重的安全隐患等。新型的利用量子效应结合微加工技术实现的嵌入式量子器件和传感单元体积功耗有望达到电子元器件级水平，提供直接溯源至SI的校准和测量能力，从而实现对各种传感器和测量仪器的现场/在线校准，能够大幅提高测量精度和稳定性，同时可以提供不间断的全时服务。
电感耦合等离子刻蚀设备用于进行芯片级计量标准以及量子传感核心器件的研究。此刻蚀设备可在MEMS、TSV等器件工艺中应用，也可用于光电子器件等硅基器件的制备，是器件研究中的必须设备，该设备的购买对于我院的计量领域的微纳器件研究有填补式的意义，既可丰富我院研究人员的研究方向，又可以拓展相关人员的实验技能。
2. 采购标的执行标准：
2.1 满足国家相关质量和安全标准。

3. 技术规格
3.1  样片尺寸：兼容4英寸及以下尺寸样品刻蚀；

3.2  反应腔室：6061铝材一体化加工，表面阳极氧化处理；

3.3  传输腔室：6061铝材一体化加工；含机械手、高真空门阀；

3.4  压力控制：可预设位置电动插板阀；

3.5  真空系统：分子泵、机械泵；

#3.6 本底真空：工艺腔本底真空≤3.8×10-3Pa；

3.7  真空测量：薄膜规、全量程规；

*3.8 温控系统：背He控温；

*3.9 气路系统：配置6路工艺气体+1路背He；

#3.10电源系统：不低于1000w射频功率源，自动匹配；不小于500W偏压源，自动匹配,快速切换匹配；

*3.11 界面操作：触摸屏操作，菜单自动/手动操作；

3.12  安全控制：异常报警；

*3.13 刻蚀材料：深硅刻蚀、硅基材料等适用性工艺；

*3.14 刻蚀效果：Si刻蚀速率≥1000nm/min；图形陡直度≥85°（掩膜陡直度≥80°），片内不均匀性≤±5%（去除无效边），片间≤±5%；具备原子钟衬底加工性能。
4. 产品配置要求：
	序号
	设备
	数量
	参数特点
	备注

	1
	射频电源及匹配器
	2套
	自动匹配器，13.56MHz，1000/500W
	自动匹配

	2
	电感射频耦合套件
	1套
	石英耦合窗，射频线圈
	自主设计

	3
	反应室
	1套
	一体成型
	6061铝材、国产石英

	4
	下电极及陶瓷套件
	1套
	自主设计
	6061铝及陶瓷

	5
	下电极升降系统
	1套
	
	

	6
	分子泵/电源
	1套
	600L/s
	国产

	7
	机械泵
	1台
	≥8L/s
	国产

	8
	插板阀
	1台
	可预设位置
	国产

	9
	真空角阀
	1套
	气动
	

	10
	真空测量
	1套
	薄膜真空计和大气压力开关
	

	11
	质量流量计
	6套
	C4F8、SF6、CHF3、Ar、O2、、He
	数字金属密封

	12
	接头及不锈钢管
	配套
	1/4英寸VCR接头
	EP级不锈钢管

	13
	气动隔膜阀
	配套
	气动
	

	14
	工控机及数据板卡
	1台
	I/O控制
	工业级

	15
	软件控制系统
	1套
	免费升级、定制
	自主开发

	16
	触摸屏
	1套
	15＂
	

	17
	设备机架
	1套
	铝型材
	自主设计

	18
	面板
	1套
	抛光不锈钢
	自主设计

	19
	传输腔室
	1套
	
	自主设计

	20
	传输门阀
	1套
	工艺腔室和传输腔室隔离
	

	21
	传输机械手
	１套
	真空环境适用
	自动控制

	22
	传输真空系统
	１套
	机械泵及真空计
	真空计


5. 技术文件要求：





技术文件中需完全符合技术规格要求，产品配置表需指明零部件厂商，相应技术参数。
6. 技术服务要求：



  
6.1 售后服务要求：
保修期：保修期1年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修。
6.2 技术培训要求    
6.2.1 安装验收期间，在用户所在地对用户进行1日仪器操作和日常维护的现场培训。 
7. 验收标准
仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。
8. 订购数量：  1台
9. 目的港：
北京
10. 交货时间：合同签订后 6个月
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